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Struktura planu studiow
1) w uktadzie punktowym i godzinowym

studia: I Stopnia

STACJONARNE

kieruek: MECHATRONIKA

ohszar dyplomowania: MECHATRONIEKA w AUTOMATYCE i POMIARACH

[wlclo[p[s[e [wlclo[r[s[ex [wlclo[r]s[e [wlclo[rp[s[mx [wlclo[r[s[e [wlclo[r[s[e [wlcle[r[s[ex
Materialy aktywne
1 1
MCRO036102 1 1
M: Energoelektronika Modelowanie systemow
Programowanie proceduralne .
3 2 1 1 1
MCMO33101BK 2 MCR035302 2 1 MCRO036211 1 1
B . . .. . |Blok wybieralny: . ) . . 5 .
Podstawy metrologii |Instalacje elektryczne i uklady zasilania |~ | Bezpieczenstwo w elektrotechnice Prototypowanie systemdw sterowania
. . . Komunikacja sieciowa . .
1 1 1 2 1 1 1 1
MCRO031101 1 MCR033231 11 MCMO310IBK 1 1 MCR035241 1 1 MCR036301 1
. Blok wyhieralny: . Blok wybieralny: Blok wyhieralny: Blok wyhieralny:
Grafika inzynierska Informatyka Materialoznavstwoll E Programowanie obiektowe Sensorvka CAD 3D - MES
1 2 1 1 2 1 3 1 1 2
MCMO031005 1 2 MCMO032101BK | 2 2 MCR033102 1 1 MCMO34102BK 2 MCM035101 1 2 MCM036101 2
Blok wybieralny: Blok wybieralny:

Podstawy zarzadzania

Podstawy elektrotechniki E

Inzynieria programowania i UML

Metrologia elektryczna

Uklady logiczne

Interdyseyplinarny projekt zespolowy

1 i 1 1 1 2 1 2 3
MCMo31006 1 MCR032102 2|1 MCMO3300s 1 MCR034103 1 1 MCMO35102 1 1 MCMO36102BK 2
L. . P . . . . Blok wybieralny:
Technologie informacyjne Metrologia wielkosSci geometrycznych  (Mechanika II (Dynamika) E Podstawy automatyki E Napedy elektryczne E o . Automatyka w budynku
. s . . : i : Przetwarzanie sygnaléw : .
1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2
MCMO031007 1 1 MCM032006 1 1 MCM033006 21 MCRO034211 2 MCR035301 2 2 MCMO36103BK 1 1 MCR037231 1 2
Analiza i kladd Blok wybieralny:
Wistep do mechatroniki Materialoznawstwo I Wytrzymalos¢ materialow . 2 Synfera catow Podstawy automatyki % . Metody numeryczne
- s kinematyeznych E : : Zastosowanie mikrosystemdw . :
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
MCM031008 2 MCM032004 2 1 MCM033007 2|2 MCMO34005 2 2 MCRO033211 1 MCMO36104BK | 2 2 MCRO37101 1
Projektowanie ukladd
Chemia Mechanika I (Statyka) Podstawy technik wytwarzania Podstawy technik wytwarzania Elementy techniki sterowania role umf.meu acow Technologie cienkowarstwowe
: ; ; ; ; : mechatronicznych
2 i o2 1 3 2 1 2 2 2 2
MCD031001 2 MCMO32005 2|2 MCM033008 2 MCMO34006 3 MCRO35212 1 1 MCMO36004 1 2 ACRO3TL02 1 2
. . B _ i B ) i ) ) L. . Podstawy projektowania zespolow ) ) BLOK HUMANISTYCZNY
Algebra z geometria analityczna E Elementy i uklady elektroniczne Elementy i uklady elektroniczne Systemy wytwarzania i montazu E mechanicznych Roboty przemyslowe E (AUTOPREZENTACJA)
2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2
MAP001140 2|1 MCDO032001 2 MCD033001 2 MCM034007 2 1 MCMO035003 2 2 MCMO036005 2 1 HMHI100035 1
Analiza matematyezna 1A E Analiza matematyczna2.1 4 E Rdwnania rézniczkowe zwyczajne Podstawy techniki mikroprocesorowej Uldady n_ape'dme eEem“t‘r hydrauliczne i Zarzadzanie projektami Seminarium dyplomowe
- - - - elementy pneumatyezne E : -
i 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 MCR037301, 2
MAPOOL2 2 2 MAPOOLISS | 2 2 MAPOO30G2 |1 1 MCDOMODZ 1 2 MCMO33004 | 2 1 MCMO36006 | 1 7201, 7103 2
Podstawy projektowania uklads
Fizykal2 E Fizyka28 E Statystyla ingynierska Zajecia sportowe Stawy projetowania uidacow Mikrosystemy (MEMS) E PRACA DYPLOMOWA
- - R - : elektronicznych - -
4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 MCRO37100, 12
FZP001058 2|2 FZP003002 1 1 MCDO33002 | 1 1 WFW000000BK 2 |MCDO3s00L | 1 MCDO36001 | 2 1 7200, 7300 2
BLOK HUMANISTYCZNY BLOK HUMANISTYCZNY (OCHRONA ] T ] . . - Podstawy projektowania ukladéw .
(FILOZOFICZNO.ETYCZNY) WLASNOSCI) Jezyk obey poziom B2 lub C1 Jezyk obey poziom B2 lub C1 Zastosowanie optoelektroniki elektronicznych PRAKTYKA
1 1 2 3 1 1 1 4
HAMH100035 1 HAHI00035 1 JIL100707 4 JIL100T08 4 MCD035002 1 2 MCD6002 2 MCR037001Q
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. § sem. 7
30 JEcts [20[7[3ofoJo] 3 JEcts[is[s[sJofofo] 30 [Ects[uis[11]efofoJo] 3 [Ects[ia[s[u2f2]of1] 30 JEctsis[ofu[s[ofo] 3 JEcts[ufofus[sfofo] 30 [Ects[4]o]2[4]4]1s
23 |Lgedz. 15[ 5 [3 000 25 |Lgodz[1s5][5[5[0 00| 26 [Lgedz|11[10] 5[0 0] 0] 27 |Lgedz |9 [4]10]2 0|2 2 |Lgodz|1s]0[12[2 00| 27 [Lpodz|m1[0[20]6 [0 [0 12 [Leadz|2]0[2]3]3]
razem w [ ¢C L P s | BK [ Ects [ 210 |
7 4 47 13 X 4
158 BK - blok kursow wybizralayeh




studia: I stopnia

STACJONARNE

kiermek: MECHATRONIKA

obszar dyplomovania: MECHATRONIKA w BUDOWIE MASZYN i POJAZDOW

[wlcli]r]s[mx

[wlclo]r]s[m

[wlcli]r]s[ex

[wlclo]r]s[m

[wlclo]r]s[m

[wlc]i]r]s[mx

[wlclo]r]s[m

Ekologia w produkeji przemyslowej
1
MCMO035203 1

Blok wybieralny: Projektowanie procesow Anfomatvzacia yviw i
Programowanie proceduralne technologicznych AUImALyZac)a wytrarzanta
3 1 1 2 1
MCMO33101BK 2 MCM035204 1 1 MCMO036203 2 1
. . i .. |Blok wybieralny: . i . . i . i
Podstawy metrologii |Instalacje elektryczne i uklady zasilania |~ " | Bezpieczenstwo w elektrotechnice Projektowanie zespolow mechanicznych
Komunikacja sieciowa
1 1 1 2 1 1 1 1 1
MCRO031101 1 MCR033231 1|1 MCMO34101BK 1 1 MCR035241 1 1 MCMO036204 1 1
. Blok wyhieralny: i Blok wyhieralny: Blok wyhieralny: Blok wyhieralny:
Grafika inzynierska Informatyka Materialozmawstwo Il E Programowanie obiektowe Sensoryka CAD 3D - MES
1 2 1 1 2 1 3 1 1 2
MCMO031005 1 2 MCMO3210IBK 2 2 MCRO033102 1 1 MCMO034102BK 2 MCM035101 1 2 MCMO36101 2
Blok wyhieralny: Blok wyhieralny:
Podstawy zarzadzania Podstawy elektrotechniki E Inzynieria programowania i UML Metrologia elektryczna % M_'Li.ml Y ) Monitorowanie maszyn i procesiw
) ’ . : : Uklady logiczne Interdyscyplinarny projekt zespotowy N
1 31 1 1 2 1 2 3 2 1
MCMO31006 1 MCRO032102 2|1 MCMO33005 1 MCRO034103 1 1 MCM035102 1 1 MCMO036102BK 2 MCMO3T205 1 1
.. . R . . . . Blok wyhieralny:
Technologie informacyjne Metrologia wielkosci geometryveznych | Mechanika I (Dynamika) E Podstawy automatyki E Napedy elektryczne E P Metody numeryczne
Przetwarzanie sygnaliw
1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2
MCMO031007 1 1 MCMO032006 1 1 MCMO033006 201 MCR034211 2 MCR035301 2 2 MCMO36103BK | 1 1 MCMO037206 1
Analiza i synteza ukladd Blok wyhieralny:
Wstep do mechatroniki Materialoznawstwo I Wytrzymalos¢ materialow . Tl sl Podstawy automatyli % . Programowanie QSN
; s kinematycznych E : : Zastosowanie mikrosystemdw
2 2 1 2 12 2 2 1 2 2 2 2
MCM031008 2 MCMO32004 2 1 MCM033007 22 MCMO034005 2 2 MCR033211 1 MCMO36104BK | 2 2 MCMO3T207 2 1
Projektowanie ukladd
Chemia Mechanika I (Statyka) Podstawy technik wytwarzania Podstawy technik wytwarzania Elementy techniki sterowania role umf.me \radow SCADA i HMI
- : : : : : mechatronicznych
2 32 1 3 2 1 2 2 1
MCD031001 2 MCMO32005 | 2 2 MCMO33008 2 MCMO034006 3 MCRO33212 1 1 MCMO036004 1 2 MCMO03T208 1
i . . ) i . ) i ) ) L. i Podstawy projektowania zespoldw ) ) BLOK HUMANISTYCZNY
Algebra z geometria analityczna  E Elementy i uklady elektroniczne Elementy i uklady elektroniczne Systemy wytwarzania i montaiu E mechanicznych Roboty przemyslowe E (AUTOPREZENTACJA)
2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2
MAP001140 2|1 MCD032001 2 MCD033001 2 MCMO034007 2 1 MCM035003 2 2 MCMO036005 2 1 HMH100035 1
Analiza matematyczna 1.1A  E Analiza matematyczna 2.1 A E Rdwnania rozniczkowe zwyczajne Podstawy techniki mikroprocesorowej leladr n_ape_dmre e%emenr‘r hydrauliczne i Zarzadzanie projektami Seminarium dyplomowe
- - - - elementy pneumatyezne E : -
503 4 3 2 12 2 2 2 1 1 2
MAP001142 2|2 MAPOO1156 2|2 MAP003062 1|1 MCD034002 1 2 MCM035004 2 1 MCM036006 1 MCMO370018 2
Podstawy projektowania ulklado
Fizykal2 E Fizvka28 E Statystyka ingynierska Zajecia sportowe Stawy proje siowania uiadow Mikrosystemy (MEMS) E PRACA DYPLOMOWA
elektroniczmych
4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 12
FZPO01058 2|2 FZP003002 1 1 MCD033002 1|1 WEFW000000BK 2 |MCD035001 1 MCD036001 2 1 MCM037002D 2
BLOK HUMANISTYCZNY BLOK HUMANISTYCZNY (OCHRONA ] NPT ] P, . o Podstawy projektowania uktaddw .
(FILOZOFICZNO.ETYCZNY) WLASNOSCT) Jezyk obey poziom B2 lub C1 Jezyk obey poziom B2 Iub C1 Zastosowanie optoelektroniki elektronicznych PRAKTYKA
1 1 2 3 1 1 1 4
HMH100035 1 HMH100035 1 JZL100707 4 JIL100708 4 MCD035002 1 2 MCD6002 2 MCM037003Q
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. § sem. 6 sem. 7
30 | ECTS |20 7 (3000 30 | ECTS [13|6[|5|0)0 |0 30 | ECTS [13|11[6|0]0]|0 30 | ECTS [12]|3(12]2]0|1 30 | ECTS [16|0[10|4]0])0 30 | ECTS (12| 0 [11|7]0]0 30 JECTS |5 (0|1 [4[4]|15
23 |Lgodz. [15|5[3 [0 |0 |0| 25 |Lpodz|15(5 |5 |0 |0 |[0| 26 |Lgodz|11|10|(5 [0 |0 |0| 27 |Lgodz.| 9 |4 |10|2 |02 28 |Lgodz. |14 0 |11|3 |0 0| 27 |Lgodz.|12|0|B|T7|O0]|0 12 [lgodz.| 4|0 |1]2[3]|2
razem w ¢ P § | BK [ zcts [ 2w |
80 24 43 14 3 4 BK - blok kursow wybizralnych
168




sudia: I Stopnia

STACJONARNE

kiermek: MECHATRONIKA

obszar dyplomowania: MIKROSYSTEMY MECHATRONICZNE

[wlclc]e]s[ex

[wlc]c]r]s[ex

[wlclLlp]s]sx

[wlclo]e]s[ex

[wlclc]e]s[ex

[wlc]c]e]s[ex

[wlclL][r]s]sx

Blok wyhieralny:
M.Ll.l Podzespoly elektroniczne Fotonika
Programowanie proceduralne -
3 2 1 1 2
MCMO33101BK 2 MCD035201 2 1 MCD036201 1 2
B . . .. |Blok wybieralny: A . . o .
Podstawy metrologii Instalacje elekirvezne i uklady zasilanda |~ .~ .~ . | Bezpieczenstwo w elektrotechnice Mikro-i nanoelektronika
; : : Komunikacja sieciowa
1 1 1 2 1 1 1 2
MCRO31101 1 MCR033231 1|1 MCMO3MI0IBK 1 1 MCR035241 1 1 MCD036202 2
Crafika invmiersk Blok wybieralny: Material woll E Blok wybieralny: Blok wybieralny: Blok wybieralny:
ratiia thaynierska Informatyka aterigloznawstvo Programowanie obiektowe Sensoryka CAD 3D - MES
1 2 1 1 2 1 3 1 1 2
MCMO031005 1 2 MCMO32101BK | 2 2 MCRO033102 1 1 MCMO034102BK 2 MCMO035101 1 2 MCMO36101 2
Blok wybieralny: Blok wybieralny:
Podstawy zarzadzania Podstawy elektrotechniki E Inzynieria programowania i UML Metrologia elektryczna % w o ) Laboratorium mikro- i nanoelektroniki
. ’ . : : Uklady logiczne Interdyscyplinarny projekt zespotowy
1 31 1 1 2 1 2 3 2
MCMO031006 1 MCR032102 2|1 MCMOD33005 1 MCR034103 1 1 MCMO035102 1 1 MCMO36102BK 2 MCD03T201 1
L. . P, . . . - Blok wybieralny:
Technologie informacyjne Metrologia wielkosci geometrycznych  |Mechanika II (Dynamika) E Podstawy automatyki E Napedy elektryczne E . , Metody numeryczne
. . . . . i . Przetwarzanie sygnalow . .
1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2
MCMO031007 1 1 MCMO032006 1 1 MCMOD33006 2|1 MCR034211 2 MCR035301 2 2 MCMO36103BK | 1 1 MCD03T202 1
Analiza i synteza ukladé Blok wyhieralny: Montaz oléw elektronicznych i
Wistep do mechatroniki Materialoznawstwo I Wytrzymaloic materialow . iza synteza i cadow Podstawy antomatyki % . on.u ZEspoiO eleRironieznyei!
- s kinematycznych E : : Zastosowanie mikrosystemow Jfotonicznych
2 2 1 22 2 2 1 2 2 2 1
MCMO031008 2 MCMO032004 2 1 MCM033007 2(2 MCMO034005 2 2 MCRO035211 1 MCMO36104BK | 2 2 MCD03T203 1 1
Projektowanie ukladé Urzadzeni fferyjne systemé
Chemia Mechanika I (Statyka) Podstawy technik wytwarzania Podstawy technik wytwarzania Elementy techniki sterowania role cm'?.meu o TZACZENA PEIYIERINE SySEEmOV
: : : : : : mechatronicznych komputerowych
2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1
MCD031001 2 MCMO032005 2|2 MCM033008 2 MCMO034006 3 MCRO035212 1 1 MCMO36004 1 2 MCD03T204 2 1
, . » i . . i , ) ) . . Podstawy projektowania zespolow ) ) BLOK HUMANISTYCZNY
Algebra z geometria analityezna  E Elementy i uklady elektroniczne FElementy i uklady elektroniczne Systemy wytwarzania i montaiu E mechanicznych Roboty przemyslowe E (AUTOPREZENTACJA)
2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2
MAPDO1140 2|1 MCD032001 2 MCD033001 2 MCMO034007 2 1 MCMO035003 2 2 MCMO36005 2 1 HMH100035 1
. . L . e . |Uldady napedowe el * hydrauliczne i : . : -
Analiza matematyeznal1A E Analiza matematyczna 2.1 A E Rdwnania rozniczkowe zwyczajne Podstawy techniki mikroprocesorowe] i . Zarzadzanie projektami Seminarium dyplomowe
. . . . elementy pneumatyezne E : .
303 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2
MAPDO1142 2|2 MAPDO1136 2|2 MAP003062 1|1 MCDO034002 1 2 MCMO035004 2 1 MCMO36006 1 MCD037001 2
Podstawy projektowania ukladé
Fizykal2 I Fizyka28 E Statystyka inzynierska Zajecia sportowe STAY proje sionania wEaow Mikrosystemy (MEMS) E PRACA DYPLOMOWA
. . R . : elektronicznych R
4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 12
FZP001058 2|2 FZP003002 1 1 MCD033002 1|1 WEW000000BK 2 (MCD035001 1 MCD036001 2 1 MCD037002 2
BLOK HUMANISTYCZNY BLOK HUMANISTYCZNY (OCHRONA ] o ] o R . o Podstawy projektowania ukladéw .
(FILOZOFICZNO. ETYCZNY) WLASNOSCT) Jezyk obcy poziom B2 lub C1 Jezyk obcy poziom B2 lub C1 Zastosowanie optoelektroniki elektronicznych PRAKTYEKA
1 1 2 3 1 1 1 4
HMH100035 1 HMH100035 1 JIL100707 4 JZL100708 4 MCD035002 1 2 MCD6002 2 MCD030002Q
sem. | sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. § sem. 7
30 [Ects [20[7[3fofofo| 3 [rers[s[s[sJofJofo| 30 [Eers[13[1fefofofo] 30 Jrers[ua[3fuf2]o]1| 30 JEcts [16[ofn[3fofo| 3 [Ecrs[ufofi2]sfofo| 30 JEcts[4]ofefof4]is
23 |Leodz. [15][5[3 00 0] 25 |Leodz|15]8]5 0 0] 0] 26 [Leodz|uif00[ 8]0 00| 27 [Leodz |94 ]10[2]0[2] 28 [Leodz|14[0]02[2 0] 0] 27 JLeodz 12096 0[0] 12 [Leodz|3]0[4][0[3]2
razem w | c L P § | BK [ EcTs [ 210 |
79 4 48 10 3 4
168 BK - blok kursow wybieralnyeh




Blok wvhieralny:
Informatyka

Blok wybieralny:
Programowanie proceduralne

Elok wyhieralny:
Komunikacja sieciowa

Blok wybieralny:
Programowanie ohiektowe

Blok wvhieralny:
Sensorvka

Wprowadzenie do programowania

Programowanie w Matlahie

Elementy sieci komputerowych

Programowanie ohiektowe w Matlabie

Sensory - wlasciwosci i zastosowania

1 1 3 2 1 3 1 1
MCR032251 2 2 MCR033251 2 MCRO034104 1 1 MCR034251 2 MCR035103 1 2
Wprowadzenie do informatyki Programowanie w C Sieci przemyslowe Programowanie w C++ Sensory w systemach wytwiérczych

1 1 3 2 1 3 1 1
MCMO032102 2 2 MCMO033102 2 MCMO034103 1 1 MCMO034104 2 MCMO035105 1 2
Podstawy informatyli Praktvka programowania w jezyvlku C Wprowadzenie do sieci komputerowych Programowanie ohiektowe Sensory w budowie maszyn i pojazddw

1 1 3 2 1 3 1 1
MCD032101 2 2 MCD033101 2 MCD034103 1 1 MCD034102 2 MCMO035106 1 2

Sensory i aktuatory

Elok wyhieralny: Blok wybieralny: Elok wyhieralny: Blok wybieralny: 1 1
Uklady logiczne CAD 3D-MES Przetwarzanie sygnaldw MCDO3=101 1 2
E:ﬂf::::?:;t::f:;:n;;::rDz?msznnq-:h Projektowanie MES w mechatronice Interdyscyplinarny projelkt zespolowy Cyfrowe przetwarzanie sygnalow
1 2 2 MCRO36103, 3 1 2 Blok wvhieralny:
MCR035303 1 1 MCRO036303 2 6231.6302 2 MCRO036106 1 1 Zastowanie mikrosystemdw
Sterowniki PLC CAD/MES Interdyscyplinarny projelkt zespolowy Przetwarzanie sygnaldw Mikrosystemy w pomiarach
1 2 2 3 1 2 1 1
MCMO035104 1 1 MCMO036106 2 MCMO036107 2 MCMO036108 1 1 MCRO036304 1 1
Projekt i i Eonstrulkeji
Modelowanie ukladiw logicznych rlufe uw_ame lnum_er;\.czne postruset Interdyscyplinarny projekt zespolowy Metody przetwarzania sygnalow Mikrosystemy w sterowaniu
- mikroelektronicznych s - B - - - -
1 2 2 3 1 2 1 1
MCD035102 1 1 MCD6101 2 MCD036102 2 MCD036103 1 1 MCRO036305 1 1

Mechatronika w medycynie
1 1
MCMO036109 1 1

Systemy mechatroniczne w
technologiach wytwirczych
1 1

MCMO036110 1 1

Mikrosystemy w medveynie
1 1
MCD036104 1 1

Mikrosystemy w motoryzacji
1 1
MCD036105 1 1




1. Zestaw kursow i grup kurséw obowigzkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1

Kursy obowigzkowe

liczba punktow ECTS 29

Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 .
: : Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup’y kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS Kursu/ 3
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy [zalicze-| ogol ;
, , , ~| ogoino- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p| s ZZU | CNPS [taczna K" [Kursow| nia - c:ra;:tk;. rodzaj®| typ’
1. [MCR031101W |Podstawy metrologii 1 KIMTR_W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
2. [MCMO031005W |Grafika inzynierska 1 KIMTR_W06 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
L KIMTR_U05, KIMTR_U09,
3. IMCMO031005L  |Grafika inzynierska 2 KIMTR_U29 30 60 2 1,4 T z P K Ob.
4. |[MCMO031006W |Podstawy zarzadzania 1 KIMTR_W04, KIMTR_W28 15 30 1 0,6 T Z KO Ob.
5. [IMCMO031007W |Technologie informacyjne 1 KIMTR_WO01, KIMTR_W02 15 30 1 0,6 T Z KO Ob.
6. |MCMO031007L [Technologie informacyjne 1 KIMTR_U19 15 30 1 0,7 T Z P KO Ob.
KIMTR_W10, KIMTR_W15,
_ KIMTR_W16, KIMTR_W19,
7. [MCMO031008W |Wstep do mechatroniki 2 KIMTR W22, KIMTR W23, 30 60 2 1,2 T Z K Ob.
KIMTR_W26
8. |MCDO031001W |[Chemia 2 KIMTR_W07 30 60 2 1,2 T Z PD Ob.
9. |[MAP001140W |Algebra z geometrig analityczna 2 KIMTR_WO01 30 60 2 1,5 T E 0 PD Ob.
10. [MAP001140C Algebra z geometrig analityczna 1 KIMTR_U01, KIMTR_KO1 15 60 2 1,0 T Z 0 P PD Ob.
11. [MAP001142W |Analiza matematyczna 1.1 A 2 KIMTR_WO01 30 150 5 3,0 T E 0 PD Ob.
12. IMAP001142C Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IMTR_U01 30 90 3 2,0 T Z (@) P PD Ob.
KIMTR_WO01, KIMTR_W02,
. KIMTR_W12, KIMTR_KO1,
13. |FZP001058W Fizyka 1.2 2 KIMTR K02, KIMTR K07, 30 120 4 4,0 T E o PD Ob.
KIMTR_K12
KIMTR_U01, KIMTR_U02,
. KIMTR_U12, KIMTR_U24,
14. [FZP001058C  [Fizyka 1.2 2 KIMTR KOL KIMTR K02, 3 |60 | 2 |20 T | z | o P | PD | Ob
KIMTR_K07, KIMTR_K12
Razem| 14| 5 | 3 | 0 | O 330 | 870 29 20,4
Grupy kursow obowiagzkowych liczba punktow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 . ,
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe odzin _ Liczba godzin TS Forma Sp0350b Kurs/grupa kursow
’ 9 Symbol kierunkowego kursu/
L.p. kursu/ kursow efektu ksztalcenia zaje¢ | grupy |zalicze- ogol ;
, , , ~| ogoino- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p| s ZZU | CNPS [taczna BK! [Kursow| nia - c:ra;:tk;. rodzaj®| typ’
Razem| 0 | O | O | O | O 0 0 0 0




Kursy wybieralne (minimum 1 godzina w semestrze, 1 punkt ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 . ,
; : Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/ k
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe godzin Symbol kierunkowego 9 ECTS il urs/grupa kursow
L-p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogol o
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wle¢l I |p]|s ZZU [ CNPS [taczna Bjél kirszi; nin Oizznf' charak:. rodzaj®| typ’
) Prakt.
1. [HMH100035BK |Przedmiot humanistyczny 1 Emlﬁjﬁ@s KIMTR K02 15 | 30 1 06 | T z 0 Ko | w
Razem|] 1 | 0O | O [ O | O 15 30 1 0,6
Grupy kursow wybieralnych (np. nazwa specjalnosci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktow ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 ‘ .
. ) Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/ k
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe godzin Symbol Kierunkowego 9 ECTS A urs/grupa kursow
L-p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zajeé | grupy |zalicze-| ogol o
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ | p S ¢ S ZZU | CNPS |[faczna lezl k?lrs?’))v/v nia OiZzn‘?_ Charak:, rodzaj®| typ’
) Prakt.

Razem| 0 0 0 0 0

Razem w semestrze
Laczna Laczna . Liczba punktéw
Laczna liczba godzin liczba godzin liczba godzin ifftgi‘vlgék}as ECTS zaje¢
77U cnes | P BK1
w ¢ | S
P 345 900 30 21
15530 o




Semestr 2

Kursy obowigzkowe

liczba punktow ECTS 27

Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 . ,
: : Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup,y kursow (grupg godzin Symbol kierunkowego ECTS sy | 3
Lp. kursu/ kursow efektu ksztalcenia zaje | grupy |zalicze-| ogol °
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p ZZU | CNPS [taczna BJKl kursow | nia Oizzn:" charak;. rodzaj®| typ’
) Prakt.
1. [MCR032102W |Podstawy elektrotechniki 2 KIMTR W13 30 90 3 1,8 T E K Ob.
2. |IMCR032102C Podstawy elektrotechniki 1 K1IMTR_U13 15 30 1 0,7 T Z P K Ob.
3. |[MCM032006W |Metrologia wielkosci geometrycznych 1 KIMTR_ W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
L KIMTR_U29, KIMTR_K03,
4. [IMCMO032006L  |Metrologia wielkosci geometrycznych 1 KIMTR_ K04, KIMTR_K09 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
5. IMCM032004W |Materiatloznawstwo I 2 KIMTR_W02, KIMTR_W07 30 60 2 1,2 T Z PD Ob.
6. |MCMO032004L Materiatoznawstwo I 1 K1IMTR_U07 15 30 1 0,7 T Z P PD Ob.
. KIMTR_WO01, KIMTR_W02,
7. |MCMO032005W [Mechanika I (Statyka) 2 KIMTR W08 30 90 3 1,8 T z K Ob.
8. I[IMCM032005C |Mechanika I (Statyka) 2 K1IMTR_U08 30 60 2 1,4 T Z P K Ob.
9. IMCDO032001W |Elementy i uktady elektroniczne 2 KIMTR_W14, KIMTR_W29 30 60 2 1,2 T Z K Ob.
10. [MAPO01156W |Analiza matematyczna 2.1 A 2 KIMTR_WO01 30 120 4 3,0 T E 0 PD Ob.
11. [MAP001156C Analiza matematyczna 2.1 A 2 KIMTR_UO01 30 90 3 2,0 T Z 0 P PD Ob.
KIMTR_WO01, KIMTR_W02,
12. |FZP003002W Fizyka 2.8 1 K1IMTR_W07, KIMTR_W13, 15 60 2 2,0 T E (0] PD Ob.
KIMTR_W14, KIMTR_W25
KIMTR_U01, KIMTR_U24,
13. |[FZP003002L Fizyka 2.8 1 KIMTR_U25, KIMTR_K02, 15 60 2 2,0 T Z (0] P PD Ob.
KIMTR_K11
Razem| 12 | 5 | 3 [ O 300 | 810 27 19,1
Grupy kursow obowiazkowych liczba punktow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 - .
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe odzin ) Liczba godzin ECTS Forma SPZSOb Kurs/grupa kursow
’ 9 Symbol kierunkowego kursu/
Lp. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogol 0
, , , = 0lno- .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p ZZU | CNPS [taczna sK! |kursow| nia Oiczn4 c:arljk:. rodzaj’| typ’
) rakt.
Razem| 0 | O | O [ O 0 0 0 0




Kursy wybieralne (minimum 5 godzin w semestrze, 3 punktow ECTS)

Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. 2| Sposob ,
Kod N kursu/ kursé . ] Liczba godzin Forma“| Sposo Kurs/grupa kursow
azwa kursu/grupy kursow (grupg godzin Symbol kierunkowego ECTS kursu/ | 2
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogsl ;
, , , -| ogodlno- i
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna it |kursow| nia | uez c;rz::tk:. rodzaj® | typ’
1. |[HMH100035BK |Przedmiot humanistyczny 1 KIMTR_WO05, KIMTR_K09 15 30 1 0,6 T Z 0 KO W
Blok wybieralny: 2 30 30 1 0,6 T Z PD w
MCMO032101BK
INFORMATYKA 2 30 30 1 0,7 T Z P PD W
2. |MCR032251W [Wprowadzenie do programowania 2 KIMTR_W19
3. |[MCR032251L Wprowadzenie do programowania 2 KIMTR_U19
4. IMCMO032102W |Wprowadzenie do informatyki 2 KIMTR_W19
5. [MCM032102L  [Wprowadzenie do informatyki 2 KIMTR_U19, KIMTR_KO03
6. |MCDO032101W [Podstawy informatyki 2 KIMTR W19
7. IMCD032101L Podstawy informatyki 2 KIMTR_U19
Razem|] 3 | 0| 2 (| 0| O 75 90 3 1,9
Grupy kursow wybieralnych (np. nazwa specjalnosci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktow ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 : .
Kod Nazwa kurswgrupy kurséw (grupe odzin _ Liczba godzin EoTS Forma SP%SOb Kurs/grupa kursow
) 9 Symbol kierunkowego kursu/
Lp. kursu/ kursow efektu ksztalcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogol 0
, . , -| ogblno- .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS |faczna B! [kursow| nia - C:?;Etk; rodzaj®| typ’
Razem| 0 | O | O | O | O 0 0 0 0
Razem w semestrze
Laczna Laczna FLaczna liczba Liczba punktow
Laczna liczba godzin liczba godzin liczba godzin uzr}lkt(')w ECTS ECTS zajeé
77U cnes [P BK1
w | S
- d 375 900 30 21
15| 5] 51 0] 0




Semestr 3

Kursy obowigzkowe

liczba punktow ECTS 25

Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 .
: : Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup’y kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS Kursu/ 3
L-p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogol o
4 14 r - no- -
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [faczna B! [Kkursow| nia Oizzf charak;. rodzaj®| typ’
) Prakt.
1. |MCR033231W |[Instalacje elektryczne i uktady zasilania 1 KIMTR_W10 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
K1MTR_U01, KIMTR_U02,
2. IMCR033231C Instalacje elektryczne i uktady zasilania 1 KIMTR_U03, KIMTR_U04, 15 30 1 0,7 T z P K Ob.
KIMTR_U05, KIMTR_KO01
3. |[MCR033102W [Materiatoznawstwo Il 1 KIMTR_WO07 15 60 2 1,2 T E PD Ob.
4, IMCR033102L Materiatloznawstwo 11 1 KIMTR_U03 15 30 1 0,7 T Z P PD Ob.
5. [MCMO033005W |Inzynieria programowania i UML 1 KIMTR_W19, KIMTR_W32 15 30 1 0,6 T Z PD Ob.
6. |[MCMO033006W |Mechanika Il (Dynamika) 2 KIMTR_W09 30 60 2 1,2 T E K Ob.
7. IMCMO033006C |Mechanika Il (Dynamika) 1 KIMTR_U01, KIMTR_U02 15 60 2 1,4 T Z P K Ob.
8. |[MCMO033007W |Wytrzymato$¢ materiatow 2 KIMTR_W07 30 60 2 1,2 T Z K Ob.
9. |[MCMO033007C  |Wytrzymatosé materiatéw 2 e g, TR 02 30 | 60 2 |14 | T z P K | ob.
10. [MCMO033008W |Podstawy technik wytwarzania 2 KIMTR_W04 30 30 1 0,6 T Z K Ob.
11. IMCD033001L Elementy i uktady elektroniczne 2 KIMTR_U32, KIMTR_KO03 30 60 2 1,4 T Z P K Ob.
12. IMAPO03062W  |Rownania rézniczkowe zwyczajne 1 KIMTR_WO01 15 60 2 1,0 T Z PD Ob.
13. [MAP003062C Rownania roézniczkowe zwyczajne 1 KIMTR_U01, KIMTR_K01 15 60 2 1,0 T Z P PD Ob.
14. [MCD033002W |Statystyka inzynierska 1 KIMTR_W26 15 60 2 1,2 T Z PD Ob.
15. [MCD033002C  |Statystyka inzynierska 1 KIMTR_U30 15 60 2 1,4 T Z P PD Ob.
Razem| 11 | 6 | 3 | 0 | O 300 | 750 25 15,6
Grupy kurséw obowiazkowych liczba punktéow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 ’ ,
. . Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup?/ kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego g ECTS iy Y grup

L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy [zalicze-| ogol ;
, , , -| ogdlno- | ot 6 7
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna B! [Kursow| nia | uez CP :::t ! rodzaj’| typ

Razem] 0 | O | O [ O | O 0 0 0 0




Kursy wybieralne (minimum 6 godzin w semestrze, 5 punktow ECTS)

Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 - .
Kod Nazwa kurswgrupy kurséw (grupe odzin _ Liczba godzin fors | |Forma SP‘;SOb Kurs/grupa kursow
Lp Kursu/ Jursow g Symbol kierunkowego kursu/
o , . efektu ksztalcenia zajec¢ | grupy |zalicze-| ogoino- 0
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wle¢ll|p]|s ZZU | CNPS fgczna BJK¢1 k?lrszzv nia Oﬁzznf charak:. rodzaj’| typ’
) Prakt.
1. ]JZL100707BK  |Jezyk obcy poziom B2 lub C1 4 KIMTR_U06, KIMTR_KO1 60 60 2 1,5 T Z 0 P KO W
Blok wybieralny:
MCMO033101BK PROGRAMOWANIE PROCEDURALNE 2 30 90 3 2,1 T Z P PD W
2. |IMCR033251L Programowanie w Matlabie 2 KIMTR_U19
3. |MCMO033102L Programowanie w C 2 K1IMTR_U19, KIMTR_KO01
4. |MCDO033101L Praktyka programowania w jezyku C 2 ::im¥2:%i KIMTR_KO3,
Razem{ 0 | 4 | 2 [ 0| O 90 150 5 3,6
Grupy kursow wybieralnych (np. nazwa specjalnosci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktow ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 - .
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe odzin ) Liczba godzin ECTS Forma SPZSOb Kurs/grupa kursow
Lp Kursu/ JUrsow g Symbol kierunkowego kursu/
i , , efektu ksztatcenia zajeé | grupy |zalicze-| ogoino- | , °
¢ harakt. i6 7
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna it |kursow| nia | uer cP ?;Et: rodzaj’| typ
Razem{ 0 | 0 | O [ O | O 0 0 0 0

Razem w semestrze

Laczna Laczna Laczna liczba Liczba punktow
Laczna liczba godzin liczba godzin liczba godzin u?lkt(')w ECTS ECTS zajec
zzU cnes P BK1
w ¢ | S
d 390 900 30 19,2
11| 10| 5 0 0




Semestr 4

Kursy obowigzkowe liczba punktow ECTS 20
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 . ,
: : Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup’y kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS Kursu/ 3
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy [zalicze-| ogol ;
, , , ~| ogoino- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p| s ZZU | CNPS [taczna BK! [Kursow| nia - c:ra;:tk;. rodzaj®| typ’
1. [MCR034103W [Metrologia elektryczna 1 KIMTR_W03 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
2. |MCR034103L Metrologia elektryczna 1 KIMTR_U03 15 60 2 1,4 T Z P K Ob.
3. |[IMCR034211W |Podstawy automatyki 2 KIMTR_W17 30 90 3 1,8 T E K Ob.
4. |MCMO034005W |Analiza i synteza uktadéw kinematycznych 2 KIMTR_WO09 30 60 2 1,2 T E K Ob.
5. IMCMO034005P |Analiza i synteza uktadéw kinematycznych 2 KIMTR_U09 30 60 2 1,4 T z P K Ob.

KIMTR_U03, KIMTR_U11,

6. [MCMO034006L |Podstawy technik wytwarzania 3 KIMTR_U29, KIMTR_KOL1, 45 90 3 2,1 T Z P K Ob.
K1MTR_K05, KIMTR_K08

KIMTR_WO08, KIMTR_W11,

7. IMCMO034007W |Systemy wytwarzania i montazu 2 KIMTR W18 30 60 2 1,2 T E K Ob.
KIMTR_U11, KIMTR_U18,
8. [MCMO034007L [Systemy wytwarzania i montazu 1 KIMTR_K03, KIMTR_KO04, 15 30 1 0,7 T 4 P K Ob.
KIMTR_K06
9. [MCDO034002W |Podstawy techniki mikroprocesorowej 1 KIMTR_W16 15 60 2 1,2 T Z K Ob.
10. [MCD034002L Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 KIMTR_U16 30 60 2 1,4 T Z P K Ob.
Razem| 8 | O | 7 | 2 | O 255 | 600 20 13
Grupy kurséow obowigzkowych liczba punktow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2| Sposob ,
Kod N kursu/ kursd . ) Liczba godzin Forma“| Sposo Kurs/grupa kurséw
azwa kursu/grupy kurséw (grupg godzin Symbol kierunkowego ECTS kursu/ | 3
L-p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogol o
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé¢| I |p]s ZZU [ CNPS [1gczna Al B C[ 5O [ charake. | rodzaj® | typ?

1 |kursow| nia
BK UCZ-" | prakt.®

Razem| 0 | O | O | O | O 0 0 0 0




Kursy wybieralne (minimum 8 godzin w semestrze, 10 punktow ECTS)

Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 - .
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe odzin _ Liczba godzin TS Forma SP%SOb Kurs/grupa kursow
) 9 Symbol kierunkowego kursu/
Lp. kursu/ kursow efektu ksztalcenia zajec | grupy |zalicze ol 0
, , , -] 0golno- .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) ¢ I p ZZU | CNPS [taczna B! [Kursow| nia | uer C:?;Etks rodzaj® | typ’
1. [JZL100708BK |Jezyk obcy poziom B2 lub C1 4 K1MTR_U06, KIMTR_KO01 60 90 3 2,5 T Z 0 P KO W
2. [WFW000000BK |Zajecia sportowe 2 s (MRS, 30 | 30 1 1 T z o) P | ko | w
Blok wybieralny: 15 60 2 1,2 T Z PD wW
MCMO034101BK
KOMUNIKACJA SIECIOWA 1 15 30 1 0,7 T Z P PD W
3. |[MCR034104W |Elementy sieci komputerowych KIMTR_W19, KIMTR_W20
4. |MCR034104L Elementy sieci komputerowych 1 KIMTR_U19, KIMTR_U20
5. [MCMO034103W [Sieci przemystowe KIMTR W20
6. |[MCMO034103L |Sieci przemystowe 1 KIMTR_U20
7. IMCDO034103W |Wprowadzenie do sieci komputerowych KIMTR_W20
8. |MCDO034103L [Wprowadzenie do sieci komputerowych 1 KIMTR_U20
Blok wybieralny:
30 90 3 2,1 T A P PD \W
MCMO034102BK PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2
9. |[MCR034251L Programowanie obiektowe w Matlabie 2 ﬁmi—iﬁ KIMTR_USS,
. K1MTR_U19, KIMTR_U35,
10. [MCMO034104L  |Programowanie w C++ 2 KIMTR_KOL
o KIMTR_U19, KIMTR_U35,
11. [MCD034102L Programowanie obiektowe 2 KIMTR K01
Razem 413160 150 | 300 10 7,5
Grupy kurséow wybieralnych (np. nazwa specjalno$ci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktéw ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2| Sposob ,
Kod N kursu/ kursd . ) Liczba godzin Forma®| Sposo Kurs/grupa kursow
azwa kursu/grupy kurséw (grupg godzin Symbol kierunkowego ECTS kursu/ | 3
Lp. kursu/ kurséw efektu ksztalcenia zaje¢ | grupy |zalicze ol °
, , , -] 0g0lno- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) ¢ I p ZZU | CNPS [tgczna B! [Kursow| nia | uez C::larljtk:- rodzaj® | typ’
Razem 0]J]0]O 0 0 0 0
Razem w semestrze
Laczna Laczna . Liczba punktéw
Laczna liczba godzin liczba godzin liczba godzin iiﬁgf;ggfs ECTS zaje¢
77U cnes [P BK1
¢ |
& 405 900 30 20,5




Semestr 5

Kursy obowiazkowe

liczba punktow ECTS 22

Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 - .
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe godzin ) Liczba godzin ECTS Forma SPZSOb Kurs/grupa kursow
Lp Kursu/ Ursow Symbol kierunkowego kursu/ -
e ) , efektu ksztalcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogolno-
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wlel Tl |p]s ZZU | CNPS [taczna szl k?lrszillv nia Oizznf charakt. rodzaj®| typ’
) Prakt.
1. IMCR035241W |Bezpieczenstwo w elektrotechnice 1 KIMTR_W27 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
2. [MCR035241L Bezpieczenstwo w elektrotechnice 1 KIMTR_U31, KIMTR_K13 15 30 1 0,7 T Z P K Ob.
3. |[MCR035301W [Napedy elektryczne 2 KIMTR_W10 30 90 3 1,8 T E K Ob.
4. |MCR035301L Napedy elektryczne 2 KIMTR_U02, KIMTR_U10 30 60 2 1,4 T Z P K Ob.
5. |[MCR035211L Podstawy automatyki 1 K1IMTR_U17, KIMTR_KO03 15 30 1 0,7 T Z P K Ob.
6. |[MCR035212W |Elementy techniki sterowania 1 KIMTR_W17 15 60 2 1,2 T Z K Ob.
7. IMCR035212L Elementy techniki sterowania 1 KIMTR_U17, KIMTR_KO1 15 30 1 0,7 T Z P K Ob.
Podstawy projektowania zespotow KIMTR_WO07, KIMTR_W09,
8. |MCMO035003W mechanicznych 2 KIMTR W10 30 60 2 1,2 T VA K Ob.
. . . KIMTR_U05, KIMTR_U09,
9. |McMoasoozp  |Podstawy projektowania zespolow 2 KIMTR_U23, KIMTR_K02, 30 | 9 3 |21 | T z P K | ob.
mechanicznych KIMTR_K04
10. [McMmo3s00aw  [UKiady napedowe elementy hydrauliczne i KIMTR_W10, KIMTR W24 30 | 60 2 12 | T E K | ob.
elementy pneumatyczne
11. IMcMOo35004L Uktady napgdowe elementy hydrauliczne i 1 K1IMTR_U10, KIMTR_U23, 15 30 1 07 T 7 p K Ob.
elementy pneumatyczne KIMTR_KO04
12. [McDo3soorw  [Podstawy projekiowania ukladéw 1 KIMTR W31 15 | 30 | 1 | o6 z Ob.
elektronicznych
13. [MCD035002W |Zastosowanie optoelektroniki 1 KIMTR_W30 15 30 1 0,6 T Z K Ob.
14. [MCD035002L  |Zastosowanie optoelektroniki 2 KIMTR_U33 30 30 1 0,7 T Z P K Ob.
Razem| 10| 0 | 8 | 2 | O 300 | 660 22 14,2
Grupy kurséw obowiazkowych liczba punktow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 ’ ,
. . Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup?/ kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego g ECTS s grup
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy [zalicze-| ogol ;
, , , -| ogdlno- | ot 6 7
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna B! [Kursow| nia | uez CP :::t ! rodzaj’| typ
Razem| 0 | O | O | O | O 0 0 0 0




Kursy wybieralne (minimum 8 godzin w semestrze, 8 punktow ECTS)

Tygodniowa liczba

Liczba pkt.

. ) Liczba godzin Forma® | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego g ECTS creul s grup
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogsl ;
, , , -] ogdlno- i
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna it |kursow| nia | uez c;rz::tk:. rodzaj® | typ’
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K W
MCMO035101BK
CM03510 SENSORYKA 2 30 30 1 0,7 T Z P K w
1. IMCR035103W |Sensory - wlasciwosci i zastosowania 1 KIMTR_W15
2. [MCR035103L Sensory - wlasciwosci i zastosowania 2 KIMTR_U15
. KIMTR_W03, KIMTR_W15,
3. IMCMO035105W |Sensory w systemacha wytworczych 1 KIMTR W16
, K1MTR_U03, KIMTR_U10,
4. IMCMO035105L  |Sensory w systemacha wytworczych 2 KIMTR_U15
. L K1IMTR_W03, KIMTR_W15,
3. [MCMO035106W [Sensory w budowie maszyn i pojazdow 1 KIMTR W16
. . KIMTR_U03, KIMTR_U10,
4. IMCMO035106L |Sensory w budowie maszyn i pojazdow 2 KIMTR_ U15
5. IMCDO035101W |Sensory i aktuatory 1 KIMTR_W15
6. |MCDO035101L [Sensory i aktuatory 2 KIMTR_U15
Blok wybieralny: 1 15 30 1 0,6 T Z K w
MCMO035102BK
UKLADY LOGICZNE 1 15 60 2 14 T Z P K W
Programowanie systemow rozproszonych na KIMTR_W10, KIMTR_W17,
7. |MCRO35303W bazie sterownikéw PLC ! KIMTR_W33
Programowanie systemow rozproszonych na KIMTR_U15, KIMTR_U20,
8. |MCRO35303L bazie sterownikéw PLC ! KIMTR_U36
9. |MCMO035104W [Sterowniki PLC 1 KIMTR_W10, KIMTR_W33
10. IMCMO035104L Sterowniki PLC 1 KIMTR_U16, KIMTR_U36
11. IMCD035102W [Modelowanie uktadow logicznych 1 KIMTR_W16, KIMTR_W19
12. IMCDO035102L Modelowanie uktadow logicznych 1 K1IMTR_U19, KIMTR_U22
MCR035201BK |PROFIL DYPLOMOWANIA
obszar dyplomowania: Mechatronika w Automatyce i Pomiarach
13. [MCR035302W |Energoelektronika 2 KIMTR_MAP_W01 30 60 2 1,2 T Z K W
14. [MCR035302L Energoelektronika 1 KIMTR_MAP_U01 15 30 1 0,7 T Z P K W
obszar dyplomowania: Mechatronika w Budowie Maszyn i
Pojazdow
15. IMCMO035203W |Ekologia w produkcji przemystowej 1 KIMTR_M_W05 15 30 1 0,6 T Z K W
16. IMCMO035204W [Projektowanie procesow technologicznych 1 KIMTR_WO06, KIMTR_W11 15 30 1 0,6 T Z K W
17. IMCMO035204P Projektowanie procesOw technologicznych 1 KIMTR_M_U03, KIMTR_M_U06 15 30 1 0,7 T P K W
)] p giczny
obszar dyplomowania: Mikrosystemy mechatroniczne
18. IMCD035201W [Podzespoty elektroniczne 2 K1MTR_MM_W01 30 60 2 1,2 T Z K W
19. IMCD035201L Podzespoly elektroniczne 1 KIMTR_MM_U01 15 30 1 0,7 T Z P K W
obszar: MwWAIP[ 4 | 0 | 4 | 0 | O 120 | 240 8 52
obszar: MwWBMIPl 4 | 0 | 3 | 1 | O 120 | 240 8 52
obszarrMM| 4 | 0 | 4 [ O | O 120 | 240 8 5,2




Grupy kursow wybieralnych (np. nazwa specjalnosci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktow ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 - .
Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe odzin _ Liczba godzin TS Forma SP%SOb Kurs/grupa kursow
) 9 Symbol kierunkowego kursu/
Lp. kursu/ kursow efektu ksztalcenia zajec | grupy |zalicze ol 0
, , , -] 0golno- .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna B! [Kursow| nia | uer C:?;Etks rodzaj® | typ’
Razem{ 0 | 0 | O [ O | O 0 0 0 0
Razem w semestrze
. . taczna Laczna . Liczba punktow
L liczba god:
Aczna flezba goczin liczba godzin liczba godzin Liﬁr}a lgébTas ECTS zajec
, ZzZU CNPS puniow BK1
w | ¢ | p S
obszar: MWAIP[ 14 [ 0 | 12| 2 | O 420 900 30 19,4
obszar: MWBMiP| 141 0 | 11| 3 | O 420 900 30 19,4
obszar:MMf 14 [ 0 [ 12| 2 | O 420 900 30 19,4
Semestr 6
Kursy obowigzkowe liczba punktow ECTS 13
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 . ,
: : Liczba godzin Forma’ | Sposob Kurs/grupa kursow
Kod Nazwa kursu/grup’y kursow (grupg godzin Symbol kierunkowego ECTS sy | 3
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogsl ;
. . , -| ogdlno- i
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS |[taczna BK! |kursow| nia icz.4 c;z:tli- rodza® | typ’
1. [MCMO036004W |Projektowanie uktadow mechatronicznych 1 KIMTR_W24 15 60 2 1,2 T Z K Ob.
2. |[MCMO036004P  |Projektowanie uktadow mechatronicznych 2 KIMTR_U23, KIMTR_K02 30 60 2 1,4 T Z P K Ob.
MCM 5W  |Roboty przemystowe PR oAimn 1 , T E K .
CMO03600 y przemy 2 T T o 30 | 30 06 Ob
4. |MCMO036005L  |Roboty przemystowe 1 e g, R4 15 | 60 2 14 | T z P K | ob.
5. IMCMO036006W |Zarzadzanie projektami 1 KIMTR_W28 15 30 1 0,6 T Z KO Ob.
6. [MCDO036001W |Mikrosystemy (MEMS) 2 KIMTR_W15 30 60 2 1,2 T E K Ob.
7. IMCDO036001L Mikrosystemy (MEMS) 1 KIMTR_U15, KIMTR_KO03 15 60 2 1,4 T Z P K Ob.
Podstawy projektowania uktadow KIMTR_U34, KIMTR_U32,
8. [MCDO036002P elektronicznych 2 KIMTR_ K03, KIMTR_K04 30 30 1 0,7 T z P Ob.
Razem| 6 | 0 | 2 | 4 | 0O 180 | 390 13 8,5
Grupy kurséw obowiazkowych liczba punktéow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2 . ,
. _ Liczba godzin Forma® | Sposob Kurs/grupa kurséw
Kod Nazwa kursu/ grupy kurséw (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS wrsw/ |2
Lp. kursu/ kurséw efektu ksztalcenia zaje¢ | grupy |zalicze ol °
, , , =] 0golno- .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) wle¢| I |p]s ZZU [ CNPS [1gczna B! [kursow| nia icz.4 C;‘::Etk:' rodzaj® | typ’
Razem{ 0 | 0 | O [ O | O 0 0 0 0




Kursy wybieralne (minimum 15 godzin w semestrze, 17 punktow ECTS)

Kod Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe TngdmOW.a liczba ) Liczba godzin Liczba Pkt a2l sposo Kurs/grupa kurséw
; godzin Symbol kierunkowego ECTS karsu/ | 3
Lp. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zajec | grupy |zalicze-| ogolno o
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) ¢ I p ZZU | CNPS [taczna B! [Kursow| nia | uer C:?;Etks rodzaj® | typ’
MCMO36101BK |EI0K Wybieralny: 2 30 | 60 2 |14 | T z P | o | w
CAD 3D-MES '
1. |MCR036303L Projektowanie MES w mechatronice 2 iimgﬁ% Emlgﬁgg
2. |IMCM036106L [CAD/MES 2 KIMTR_U22
Projektowanie numeryczne konstrukcji KIMTR_U22, KIMTR_KO04,
3. |MCD036101L mikroelektronicznych 2 KIMTR_K05
Blok wybieralny:
MCMO036102BK [INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT 2 30 90 3 2,1 T z P K w
ZESPOLOWY
4, MCRO36103P, Interdyscyplinarny projekt zespotowy 2 KIMTR_U04, KIMTR_U30,
6231, 6302 K1MTR_KO03, KIMTR_K06
5. IMCMO036107P |Interdyscyplinarny projekt zespotowy 2 ::im¥§:igg Eim;i:ﬁgg
6. [MCD036102P Interdyscyplinarny projekt zespotowy 2 imiﬁ:ﬁgg ﬁm;iﬁig’
MCMO36103BK Blok wybieralny: ) 15 30 1 0,6 T Z K wW
PRZETWARZANIE SYGNALOW 1 15 60 2 1,4 T Z P K W
7. |MCR036106W [Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw KIMTR W21
8. |MCR036106L Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw 1 KIMTR_U21, KIMTR_U22
9. [MCMO036108W |Przetwarzanie sygnatow KIMTR_W16
10. [MCMO036108L  |Przetwarzanie sygnatow 1 KIMTR_U19, KIMTR_U21
11. IMCD036103W [Metody przetwarzania sygnatow KIMTR_W21
12. [MCD036103L  |Metody przetwarzania sygnalow 1 KIMTR_U01, KIMTR_K06
MCMO036104BK Blok wybieralny: ) 30 60 2 1,2 T Z K W
ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMOW 2 30 60 2 1,4 T z P K W
13. [MCR036304W |Mikrosystemy w pomiarach KIMTR_W16
14. IMCR036304L Mikrosystemy w pomiarach 1 KIMTR_U15, KIMTR_U16
15. [IMCR036305W |Mikrosystemy w sterowaniu KIMTR_W21
16. |MCR036305L Mikrosystemy w sterowaniu 1 KIMTR_U15, KIMTR_U16
K1IMTR_M_WO03, KIMTR_WO08,
17. IMCMO036109W |Mechatronika w medycynie KIMTR_W23, KIMTR_WO09,
KIMTR_W26
K1IMTR_U02, KIMTR_UO03,
18. IMCMO036109L  |Mechatronika w medycynie 1 KIMTR_U21, KIMTR_K01,
K1IMTR_K07
Systemy mechatroniczne w technologiach KIMTR_W09, KIMTR_W15,
19. IMCMO036110W wytworczych KIMTR W23
Systemy mechatroniczne w technologiach KIMTR_U03, KIMTR_U11,
20. [MCMO036110L wytwrezych 1 KIMTR U5
21. [MCD036104W  |Mikrosystemy w medycynie KIMTR_W15
22. [MCD036104L  |Mikrosystemy w medycynie 1 K1MTR_U15, KIMTR_KO03
23. [MCD036105W |Mikrosystemy w motoryzacji KIMTR_W15
24. [IMCD036105L  |Mikrosystemy w motoryzacji 1 K1IMTR_U15, KIMTR_K03




|MCR0362018K [PROFIL DYPLOMOWANIA

obszar dyplomowania: Mechatronika w Automatyce i Pomiarach

25. [MCR036102W  |Materiaty aktywne pviliciAtnc 15 | 30 1 06 | T z W
KIMTR_MAP_U02, KIMTR_U02,
26. [MCR036102L Materiaty aktywne 1 K1IMTR_U03, KIMTR_U22, 15 30 1 0,7 T VA P W
KIMTR_U24
27. [MCRO036211W  |Modelowanie systeméw DoVl 15 | 30 1 |os | T z w
28. [MCR036211L  |Modelowanie systeméw 1 Porvilisyvonts 15 | 30 1 07 | T P W
29. |MCR036301L Prototypowanie systemow sterowania 1 KlMTR:Ulg ] 15 30 1 0,7 T P W
obszar dyplomowania: Mechatronika w Budowie Maszyn i
Pojazdow
30. |IMCMO036203W |Automatyzacja wytwarzania KIMTR_M_WO01, KIMTR_M_Wo02 | 30 60 2 1,2 T \W
31. IMCMO036203L |[Automatyzacja wytwarzania 1 KIMTR_M_U02 15 30 1 0,7 T P W
32. [MCMO036204W  [Projektowanie zespotow mechanicznych e (CLMTRWOS, 15 | 30 1 06 | T z W
KIMTR_M_UO01, KIMTR_U0g,
33. [MCM036204P  [Projektowanie zespotéw mechanicznych 1 Pervilioyiinuliiceisg 15 | 30 1 o7 | T z P w
KIMTR_K04
obszar dyplomowania: Mikrosystemy mechatroniczne
34. IMCDO036201W |Fotonika K1IMTR_MM_W02 15 30 1 0,6 T Z K W
35. IMCD036201L Fotonika 2 K1IMTR_MM_U02 30 60 2 14 T Z P K w
36. |[MCD036202W  |Mikro-i nanoelektronika 2 T o 30 | 60 2 |12 | T w
obszar: MwAP[ 5 [ 0 [ 8 [ 2 225 [ 510 | 17 | 114
obszar: MWBMIPl 6 | O | 6 | 3 225 | 510 17 11,3
obszarrMMf 6 [ O | 7 | 2 225 | 510 17 11,3

Grupy kursow wybieralnych (np. nazwa specjalnosci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktow ECTS)

Tygodniowa liczba . . | Liczba pkt. 2 . ,
Kod Nazwa kursu/grupy kursow (grupe godzin svmbol Kierunkoweqo Liczba godzin CCTS IT(Orma Sp°350b Kurs/grupa kursow
L.p. kursu/ kurséw Y fektu ksztalceni g . ursu/ i o
, . , efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogélno-
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) 2 I ) sz ZZU [ CNPS |taczna Bjél k?lrs?\:v nia Oizzn:) charak:. typ’
) Prakt.
Razem 0jJ]O]O 0 0 0 0
Razem w semestrze
. . Laczna Laczna . Liczba punktéw
L liczb d.
Aczna flezba goczin liczba godzin liczba godzin La’iztr,la lgét}as ECTS zajeé
zzU CNps | PUTEOW BK1
¢ | p S

obszar: MWAIP[ 17 [ 0 | 20| 6 | O 405 900 30 19,9
obszar: MWBMIP1 121 0 | 8 | 7 | O 405 900 30 19,8
obszar:MMf 12 [ 0 | 9 | 6 | O 405 900 30 19,8




Semestr 7

Kursy obowigzkowe liczba punktow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2| Sposéb ,
Kod Nazwa kursu/ kurséw . ) Liczba godzin Forma“| Sposo Kurs/grupa kursow
grupy (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS kursu/ | @
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogsl ;
, , , ~| ogoino- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) ¢ I p ZZU | CNPS |taczna B! [kursow| nia uez? c;?;::(;- rodza® | typ’
0]J]0]O 0 0 0 0
Grupy kursow obowiazkowych liczba punktow ECTS
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2| Sposob .
Kod Nazwa kursu/ kurséw (eru . ) Liczba godzin Forma“| Sposo Kurs/grupa kursow
zwa kursw/grupy kurs6w (grupg godzin Symbol kierunkowego ECTS  |yursu/| @
Lp. kursuf kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy |zalicze-| ogol °
, , , -] 0golno- .
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) ¢ I p ZZU | CNPS [tgczna aK! |kursow| nia | uer c:rz:sf;. rodzaj®| typ’
0 0
0 0
0 0
0]0]O 0 0 0 0
Kursy wybieralne (minimum 12 godzin w semestrze, 30 punktéow ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2| Sposob ,
Kod N kursu/ Kursé : ) Liczba godzin Forma® | Sposo Kurs/grupa kurséw
azwa kursu/grupy kursow (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS wrsw/ |2
Lp. kursu/ kurséw efektu ksztalcenia zaje¢ | grupy |zalicze ol °
, , , ~| 0golno- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) [ I ) ZZU [ CNPS [t3czna B! |kursow| nia | uez? C;‘::Etk:' rodzaj® | typ’
1. |HMH100035BK [Przedmiot humanistyczny KIMTR_U25, KIMTR_K15 15 60 2 1,4 T Z 0 P KO W
MCRO036201BK |PROFIL DYPLOMOWANIA
obszar dyplomowania: Mechatronika w Automatyce i Pomiarach
KIMTR_MAP_UOL,
KIMTR_MAP_U02,
KIMTR_MAP_U03,
MCRO037301S KIMTR_MAP_U04,
2. [MCR037201S Seminarium dyplomowe KIMTR_MAP_U05, 30 60 2 1,4 T z P K w
MCRO037103S KIMTR_MAP_UO06,
KIMTR_MAP_U07,
KIMTR_MAP_U08, KIMTR_K04,
K1MTR_KO06
MCR037100D K1MTR_U24, KIMTR_KO01
3. |[MCR037200D Praca dyplomowa 2 K1MTR:K04: KlMTR:Koe’ 30 360 12 12 T 4 P K W
MCR037300D
4. IMCR037001Q Praktyka KIMTR_U29 0 120 4 4 T Z P K W
5. [MCR037231W [Automatyka w budynku K1IMTR_MAP_WO06 15 60 2 1,2 T Z K W
6. |[MCR037231P Automatyka w budynku 2 KIMTR_MAP_U06, KIMTR_K06 30 60 2 1,4 T z P K W
KIMTR_U01, KIMTR_KO04,
7. |MCRO037101P Metody numeryczne 1 KIMTR_KO6 15 60 2 1,4 T 4 P K W
8. [MCR037102W |Technologie cienkowarstwowe E%IE:KX%;;%TR—WB’ 15 60 2 1,2 T Z K w
9. |[MCR037102L Technologie cienkowarstwowe 2 KIMTR_U02, KIMTR_U03 30 60 2 1,4 T Z P K W




obszar dyplomowania: Mechatronika w Budowie Maszyn i
Pojazdow

10.

MCMO037001S

Seminarium dyplomowe

K1MTR_U24, KIMTR_KO01,
K1MTR_KO03, KIMTR_K04,
KIMTR_KO06

30

60

1,4

11.

MCMO037002D

Praca dyplomowa

KIMTR_U24, KIMTR_KO01,
KIMTR_K04, KIMTR_KO06

30

360

12

12

12.

MCMO037003Q

Praktyka

KIMTR_U29

120

=

13.

MCMO037205W

Monitorowanie maszyn i procesow

KIMTR_WO03, KIMTR_W11,
KIMTR_W15, KIMTR_W17

15

60

1,2

14.

MCMO037205L

Monitorowanie maszyn i procesOw

K1IMTR_U02, KIMTR_U03,
KIMTR_U17, KIMTR_U21,
KIMTR_U19, KIMTR_KO1,
KIMTR_K02, KIMTR_KO04,
KIMTR_KO05, KIMTR_KO06,
KIMTR_KO07, KIMTR_KO08,
KIMTR_KO09

15

30

0,7

=

15.

MCMO037206P

Metody numeryczne

KIMTR_U21, KIMTR_UO03,
KIMTR_KO03, KIMTR_K04

15

60

1,4

16.

MCMO037207W

Programowanie OSN

KIMTR_M_WO04, KIMTR_W11

30

60

1,2

17.

MCMO037207P

Programowanie OSN

KIMTR_M_U05, KIMTR_M_U06,
K1IMTR_U24

15

60

1,4

18.

MCMO037208W

SCADA i HMI

KIMTR_W19

15

30

0,6

gl £ || =

obszar dyplomowania: Mikrosystemy mechatroniczne

19.

MCD037001S

Seminarium dyplomowe

KIMTR_MM_W05, KIMTR_MM_U01,
KIMTR_MM_U02, KIMTR_MM_U03,
KIMTR_MM_U04, KIMTR_MM_U05,
KIMTR_MM_U06, KIMTR_U02,
KIMTR_U03, KIMTR_U04,
KIMTR_U05, KIMTR_UO,
KIMTR_U07, KIMTR_UOS,
KIMTR_U09, KIMTR_U10,
KIMTR_U11, KIMTR_U12,
KIMTR_U13, KIMTR_U14,
KIMTR_U15, KIMTR_U16,
KIMTR_U17, KIMTR_U18,

KIMTR_U20, KIMTR_U21, KIMTR_U22,
KIMTR_U23, KIMTR_U24, KIMTR_U25,
KIMTR_U26, KIMTR_U27, KIMTR_U28,
KIMTR_U29, KIMTR_U30, KIMTR_U31,

KIMTR_K03

30

60

1,4




KIMTR_MM_U01, KIMTR_MM_U02,
KIMTR_MM_U03, KIMTR_MM_U04,
KIMTR_MM_U05, KIMTR_MM_UO06,
K1IMTR_UO01, KIMTR_U02,
K1IMTR_U03, KIMTR_UO04,
K1IMTR_U05, KIMTR_UO06,
K1IMTR_U07, KIMTR_UO08,
KIMTR_U09, KIMTR_U10,
KIMTR_U11, KIMTR_U12,
20. [MCD037002D  |Praca dyplomowa 2 KIMTR_U13, KIMTR_U14, 30 360 12 12 T z P K w
KIMTR_U15, KIMTR_U16,
KIMTR_U17, KIMTR_U18,
KIMTR_U19, KIMTR_U20,
KIMTR_U21, KIMTR_U22,
KIMTR_U23, KIMTR_U24,
KIMTR_U25, KIMTR_U26,
KIMTR_U27, KIMTR_U28,
KIMTR_U29, KIMTR_U30,
KIMTR_U31, KIMTR_K03, KIMTR_K10
21. |IMCD030001Q [Praktyka KIMTR_U29 0 120 4 4 T Z P K W
22. IMCDO037201L Laboratorium mikro- i nanoelektroniki 1 KIMTR_MM_UO03 15 60 2 14 T Z P K W
KIMTR_MM_W04,
23. |MCD037202L Metody numeryczne 1 KIMTR MM _U04 15 60 2 1,4 T z P K w
24. |McDO37203W  [MOntaZ zespolow elektronicznych i 1 KIMTR W18 5 |60 | 2 | 12| T z K | w
fotonicznych
Montaz zespotdw elektronicznych i
25. [MCDO037203L . 1 K1IMTR_U18 15 30 1 0,7 T Z P K W
fotonicznych
Urzadzenia peryferyjne systemoéw KIMTR_MM_WO02,
26. |[MCD037204W komputerowych 2 KIMTR MM W0 30 60 2 1,2 T z K W
Urzadzenia peryferyjne systemoéw KIMTR_MM_U02,
27. IMCDO037204L komputerowych 1 KIMTR_K03 15 30 1 0,7 T Z P K W
obszar: MwAIPl 21 0 | 2 | 5 | 3 180 | 900 30 25,4
obszar: MWBMIP[ 4 | 0 | 1 [ 4 | 3 180 | 900 30 25,3
obszarrMMI“3 | 0 | 4 | 2 | 3 180 | 900 30 25,4
Grupy kurséw wybieralnych (np. nazwa specjalno$ci) (minimum ...... godzin w semestrze, ....... punktéw ECTS)
Tygodniowa liczba . .| Liczba pkt. 2| Sposob ,
Kod Nazwa kursu/erupy kurséw (eru . ) Liczba godzin Forma“| Sposo Kurs/grupa kursow
grupy (grupe godzin Symbol kierunkowego ECTS kursu/ | @
L.p. kursu/ kursow efektu ksztatcenia zaje¢ | grupy [zalicze-| ogol ;
, , , ~| 0golno- R
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) w | ¢ I p | s ZZU | CNPS [taczna B! [Kursow| nia | uez c:rz::tk:- rodzaj® | typ’
0 0
0 0
0 0
Razem] 0 | O | O [ O | O 0 0 0 0
Razem w semestrze
Laczna liczba godzin . Laczna . . Laczna . Laczna liczba Liczba punkt?w
liczba godzin liczba godzin unktow ECTS ECTS zajeé
, zzU cnes (P BK1
w | ¢ | p S
obszar: MwAIP[ 2 [0 | 2 | 5 | 3 180 900 30 25,4
obszar: MWBMIPl 4 | 0 | 1 | 4 | 3 180 900 30 25,3
obszar:MMf 3 [ 0 | 4 | 2 | 3 180 900 30 25,4




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu Nazwy kurséw k_oﬁcza,cych si¢ Semestr
egzaminem

MAPO001140W 1. Algebra z geometrig analityczng

MAP001142W 2. Analiza matematyczna 1.1 A 1

FZP001058W 3. Fizyka 1.2

MCR032102W |1. Podstawy elektrotechniki

MAPQ01156W  |2. Analiza matematyczna 2.1 A 2

FZP003002W 3. Fizyka 2.8

MCRO033102W  |1. Materialoznawstwo II 3

MCMO033006W |2. Mechanika Il (Dynamika)

MCRO034211W  |1. Podstawy automatyki

MCMO034005W |2. Analiza i synteza ukladow kinematycznych 4

MCMO034007W |3. Systemy wytwarzania i montazu

MCRO035301W |1. Napedy elektryczne

MCMO035004W |2. Uktady napgdowe elementy hydrauliczne i 5
elementy pneumatyczne

MCMO036005W |1. Roboty przemystowe 6

MCDO036001W |2. Mikrosystemy (MEMS)

3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po
semestrze
L 13
2 13
3 13
4 10
5 7
6 5
! 0




